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Enabling Nanoscale Advances

Park NX20
ATOMIC FORCE MICROSCOPE

Park SmartScanTM XEI

100 ㎛ x 100 ㎛（オプションにて 50 ㎛ x 50 ㎛）

18チャンネル

17チャンネル

150 mm（オプションにて200 mm）
25 mm

8 mmスキャン範囲：15 ㎛ (オプションにて30 ㎛)
15 ㎛ (オプションにて30 ㎛）

840 ㎛ x 630 ㎛（10x対物レンズ使用の場合）
5Mピクセル

* オプション820 mm920 mm
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アコ―スティックエンクロージャー



Park NX20

  

     メディアと基板の表面粗さ測定
     欠陥レビューのイメージングと分析
     高解像度電気スキャンモード
     3D構造研究のための側壁測定*

  

     業界最高レベルの低ノイズZ検出器による表面トポグラフィー測定
     エッジシュートやピエゾクリープによるエラーのない真のサンプル表面トポグラフィー
     高速スキャン時においても正確なサンプル表面の高さ計測
     業界で最高水準の0.15％未満の往復ギャップスキャン

  

     汎用および欠陥イメージングにおける10倍以上のチップの寿命
     チップ先端の摩耗が少なく、長時間・高品質スキャンを実現
     サンプル損傷、改質の最小化

  

     チップ先端の鋭さを維持するノンコンタクトモードによる確かな表面粗さ測定
     ノンコンタクトモードによる最速欠陥イメージング
     3次元構造測定のためのXY分離型スキャニングシステム
     熱的適合性コンポーネントによるシステムドリフトとヒステリシスの最小化

*傾斜サンプルチャック

Park NX20

   •  トポグラフィーに低ノイズZ検出信号使用　　
   •  大帯域幅で0.02 nmの低いZ検出器ノイズ
   •  上昇端および下降端のオーバーシュートなし
   •  キャリブレーションの必要はありません
サンプル：1.2 ㎛軸受高さ（9 ㎛ x 1 ㎛、 2048 ピクセル x 128 ライン ）
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Park NX Series

    

ParkのAFMは、業界で最も効果的な低ノイズZ検出器が装備されており、広い帯域幅で0.02 nmのわずかなノイズだけです。これにより、
非常に正確なサンプルトポグラフィーを取得することができ、エッジオーバーシュートもなく、キャリブレーションの必要もありません。
Park AFMを使用することで、時間の節約と共に、より優れたデータを得ることができます。

   •  傾斜角：10°、15°、および20°    •  サンプルの厚さ：2 mm まで
   •  サンプルのサイズ：20 mm x 20 mm まで

  

Parkのクロストーク除去構造はスキャナのボウイングを取り除き、スキャン位置、スキャンレート、あるいはスキャンサイズにとらわれずに
フラットで直交したXYスキャンを可能にします。最も平らなサンプル（光学フラット）や様々なスキャンオフセットがあった場合でも、
バックグラウンドの湾曲は出力されません。あらゆる難題に直面する研究やエンジニアリングにおいて、正確な高さ測定と精密な
ナノメトロロジーを提供します。

  

Parkと他の製品との根本的な違いは、スキャナの構造です。
Park独自の独立したフレクチャー式XYスキャナ、およびZスキャナの設計により、
業界において類のないナノ分解能での正確なデータの出力が可能になりました。

  

Park NX20の革新的な構造により、サンプルの側壁と表面を検出することで、
その角度を測定できます。これにより、システムにはより革新的な研究と
より深い洞察を得るために必要な多様性が与えられます。
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Repeat 1st … 5000th … 10000th … 15000th Total
Avg. 1σ (%)

Rq(nm) 0.669 0.674 0.665 0.642    0.662 0.011
(1.720%)

Ra(nm) 0.527 0.535 0.525 0.508 0.524 0.010
(1.835%)

• 少ないチップの摩耗        繰り返し精度の高い高解像度スキャン

• 非破壊的なチップの摩耗とサンプルの非破壊計測       サンプル交換の最小化

• 幅広いサンプルと条件でノンコンタクトスキャンを維持

スキャンの際、
カンチレバーが
表面の真上で振動

スキャン中にチップがサンプルに連続的に接触するコンタクトモードや、チップが間欠的にサンプルに接触する
タッピングモードとは異なり、ノンコンタクトモードではチップがサンプルに直接触れません。そのため、

ノンコンタクトモードにはいくつかの重要な強みがあります。
チップへのダメージが少なく、先端形状が維持されるため、
イメージングの全過程において繰り返し最高の解像度での
スキャンが可能です。また、チップ先端とサンプル表面が
直接触れないため、軟らかいサンプルの損傷も防ぐことができます。

XYスキャナ

さらにノンコンタクトモードは、チップ周りで発生するチップとサンプル間の相互作用を感知します。
例えばサンプルへのチップのアプローチに対して横方向に発生する力も検出可能です。したがって、
ノンコンタクトモードで使用されるチップは、サンプル表面に突然現れる高い構造物への衝突を回避できます。
反面、コンタクトモードとタッピングモードは、チップの下から発生する力のみを検出するため、
このようなクラッシュに対しては脆弱です。

•        サンプルル交換の最小化

•

るコンタクト
タ ピングモ ドとは異なり ノン ンタクトモ ドでではチ プが

Zスキャナ

サンプル表面

SmartScan™
AFMの自動モードでユーザーが指定するのは、ピクセル数と
スキャンサイズのみです。これ以外は、SmartScan™の自動モードに

すべてお任せください。システムは、たった一度のクリックのみで
最適な条件を見出し、自動的に測定を開始します。
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アカデミックな研究、企業におけるナノ計測、或いは不良解析のいずれのケースでも、SmartScan™の自動モードは、ハイクオリティな
AFMデータを出力する合理的なシステムです。さらに、SmartScan™では初心者の方でも日々のトライ＆エラーを繰り返すことなく、
熟練したエキスパートと同様の質の高い測定を行えます。   

FastApproach™    

ボタンをクリックするだけで、Zスキャナは手動によるアプローチよりもはるかに高速で、自動的にサンプルに
アプローチします。パーク・システムズ独自のFastApproach™は、ユーザーの操作なしにプローブを高速で
サンプル表面まで安全に降ろし、カンチレバーをロードしてからわずか10秒で作動します。

    
プローブが表面にエンゲージした後、光学カメラは自動的にサンプルにフォーカスし、関心領域（ROI）を見つけます。
SmartScan™のUXは、光学ウィンドウから自動ステージを制御することにより、サンプルの直観的なナビゲーションを
可能にしました。光学ウィンドウで希望する場所をクリックすると、ROIまで直接移動できます。

AdaptiveScan™
パーク・システムズの革新的なAdaptiveScan™により、サンプル表面の凸凹に基づいて自動的にスキャンスピードが制御されます。
AdaptiveScan™は、より高速で未知の表面形状の高品質イメージを取得できるよう、ダイナミックにスキャンスピードを調整します。
これにより、操作に慣れている熟練したユーザーが得る品質と同等のイメージ品質を維持しながらも、 イメージングにかかる時間が
短縮されます。隣への移動や関心領域を拡大する場合には、AdaptiveScan™が自動的に新しい最適条件を適用させます。
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